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La invención se refiere a un procedimiento 
para la fabricación de un micrófono de electreto con 
un espacio de aire exactamente determinado, que com­
prende una primera operación de tratamiento en la que 
se polariza una primera película de plástico y se me­
taliza una segunda película de plástico, y una segun­
da operación de tratamiento en la que se montan estas 
películas de plástico como un electrodo móvil sobre un 
electrodo fijo.

En la patente sueca 362.571 se describe un 
micrófono de electreto del tipo anteriormente defini­
do i Entre las películas de plástico y el electrodo fij 
se forman espacios de aire debido a irregularidades mi 
crosoópicas en sus superficies enfrentadas. Estos es-, 
paoios de aire microscópicos dan al micrófono de elec­
treto una alta capacidad y con ello una'alta sensibili 
dad. Sin embargo, un inconveniente es que pueden prodú 
oírse variaciones en la sensibilidad debido al hecho 
de que los espacios de aire no están determinados con' 
suficiente exactitud. La patente canadiense 832.651 
describe un micrófono de electreto en el que.se ha pro 
ducido con-ciertas áreas de grosor aumentado'una pelí 
oula de electreto dispuesta oomo un eleotrodo fijo y 
dotada de una pluralidad de aberturas aodstieas, cu 
yas áreas forman juntas una estructura de rejilla y



sirven de nervios distanciadores contra un diafragma que 
constituye un electrodo móvil. A este micrófono de elec- 
treto se le puede dar un espacio de aire determinado con 
mayor exactitud al precio de un coste aumentado para pro 
ducir la película de electroto. Sin embargo, la tensión 
del diafragma es critica, como es también el caso con 
el micrófono de electreto de acuerdo con la patente sue 
ca anteriormente mencionada. Se corre el riesgo de que 
se dilate el diafragma como consecuencia de los cambios 
¡de temperatura y del envejecimiento de modo que se cam­
bia el espacio de aire.

La invención se refiere a un procedimiento pa 
ra la fabricación de un micrófono de electreto al que . 
se le puede dar un espacio de aire exactamente determi 
nado sin que la tensión del diafragma sea critica. Las 
características de la invención aparecen en las reivin­
dicaciones adjuntas.

Se explicará ahora lá invención más en deta­
lle con referencia al dibujo que se acompaña, en el que 
la figura 1 muestra una sección a través de un micrófo­
no de electreto que tiene un espacio de aire exactamen­
te determinado de acuerdo con la invenoión? la figura 
2 muestra una vista en séooión de un aparato para pro­
ducir un eleotreto para el micrófono de electreto de la 
figura 1, las figuras 3 y 4 muestran una vista desde
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arriba y una vista en sección, respectivamente, de un 
detalle del aparato de la figura 2, y la figura 5 mués 
tra un aparato alternativo para producir el electreto.

La figura 1 muestra una sección a través de 
un micrófono de electreto que comprende un electrodo 
fijo en forma de una plaóa de base metálica 1 y un ele<c

' trodo móvil que consiste en unos diafragmas primero y 
segundó 2 y 3, respectivamente, montados sobre la placa 

- de base 1. Los diafragmas 2 y 3 están dispuestos de mo

*'̂ * . i ̂ ̂ ̂

do que funcionan en cascada en un movimiento oscilan­
te de los diafragmas producido por ondas acústicas y 
.consisten, respectivamente, en una película de polléster

' ' - .* .̂* y.uña película de Teflon.
^... . ' ---. r'r .- La película de poliéster está provista de una

: -.:

-.1 ... . *' - .-*"'" , ' .
\;.' 'ŷ '".- ... -, . .. ". .. *

capa metálica 4 y la película de Teflon constituye un - 
. eleotreto en el pue se almacenan de mañera conocida car 
gas eléotrioas. A la última película se le da además una 
estructura en relieve como se describe más en detalle 
en lo que sigue. El bajó coeficiente de dilatación tér-'

'*. .-' - .*'% -''.' -
mica de la película de poliéster, aproximadamente 27 x 
iCT'íS/ÜC, hace posible conseguir que la sensibilidad del 
micrófono dé electreto resulte relativamente independien

" . -.' .'' ' te de la temperatura, mientras que la alta resistividad 
de la película de Teflon, 2 x 10*^ ohm-metro, entraña

2g que dichas cargas disminuirán muy lentamente con el
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tiempo
El micrófono de electreto tiene una cubierta 

aislante 5 que está provista de aberturas acústicas 6. 
La placa de base metálica 1 está formada de una manera 

. $ conocida para tener canales de aire 7. La intención es 
. que las ondas acústicas penetren a través de las aber­
turas 6 y accionen los diafragmas 2 y 3 que funcionan 
en cascada, después de lo cual se genera una tensión 
de señal entre Un conductor eléctrico 8 conectado a la 

- 10 , r placa de basé metálica 1 y otro conductor eléctrico 9
.....ctadó'. la .apa Metálica 1 del diafragma 2. El cea 
ductor 8 tiene una parte formada como un muelle que des 

' oansá contra la plaoa dé báse 1.
Lá figura 2 muestra una vista én sección de 

15 un horno de polarización para producid electretos para 
< el micrófono de electreto de la figura 1. De acuerdo

con el ejemplo, cinco películas de Teflon 10 con los ta 
maHos de 70 x 70 x 0,012 milímetros y seis placas de 

, ' velo de vibrio 11, qué se describirán después.más en de
20 talle, se apilan verticalmente entre unos electrodos

metálicos inferior y superior 12 y 13, respectivamente,
' dispuestos para ser alimentados con una tensión de co­

rriente continua de aproximadamente 10 RW. El electro­
do superior 13 está rodeado por una oubierta aislante'

25 14 oontra la oual se apoya un tornillo 15 de una morda
za 16 para comprimir la pila, y el electrodo inferior
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12 está incluido en un pie 17 de la mordaza 16. Esta 
dltima, que consiste totalmente en material aislante, 
constituye también un medio de fijación para una bobi 
na de calentamiento 18 dispuesta para ser alimentada 
con una tensión de corriente alterna de 220 V.

Una caja 19 encierra la pila de películas de 
Teflon 10 y de placas de velo de vidrio 11 mientras se 
la calienta por medio de la bobina de calentamiento 18. 
Ligeramente antes de que se alcance el punto de fusión

. ' - 1Ó , : de las películas de Teflon 10, se estabiliza la tempe­
' ; ' =, '' ,, ratura controlando la tensión de corriente alterna que

" '  ̂'
va a la bobina de calentamiento 18 por medio de un re- , 
guiador de temperatura -no mostrado-, después de lo cual 

. se aplica dioha tensión de corriente continúa a los elec
. 15 :

- ' * ' ; -
'= trodos Í2 y 13. Pasa entonces una 'corriente a través de 

la pila, que decae después de veinte o treinta minutos* 
a un valor constante. Cuando esto está prácticamente ' 
conseguido, se interrumpe completamente la tensión de

' '  s-ir' .20 ' ' corriente-alterna que va a la bobina de calentamiento M 
18 y se enfria el horno de polarización por medio de 
aire comprimido que pasa a través da una entrada y una 

. salida 20 y 21, respectivamente. Finalmente, se desco­
necta también la tensión de corriente continua que va

. . 25 . a los eleotrodos 12 y 13, se levanta la caja 19 y se
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sacan las películas de Teflon 10, que ahora constituyen 
electretos acabados.

Las figuras 3 y 4 muestran una vista superior 
y una vista en sección, respectivamente, de las placas 

5 de velo de vidrio 11 de la figura 2. Cada una de éstas 
comprende dos velos de vidrio que tienen fibras 22 con 

* sistentes en varios filamentos 23 y están encolados
sobre los lados respeotivos de una placa aisladora 24 
que consiste en Kapton, de acuerdo con el ejemplo. Cuan 

<. 1Ó do sé comprime la pila de películas de Teflon 10 y de
placas de velo de vidrio 11 de la figura 2 por medio de 

, ' : , ' la mordaza 16 y se la calienta por medio de la bobina
de calentamiento 18, los diseños de entretejido de los 
velos de vidrio se graban en caliente sobre ambos la- 

15 dos de las películas de Teflon 10. Estas obtienen con 
ello una estructura en relieve microscópica y después 
de su corte y montaje como diafragma 3 en el micrófono 
de electretó de la figura 1 dan a éste un espacio de 

'' < ' aire exactamente determinado sin que la tensión de uno
.20 u otro de los diafragmas 2 ó 3 sea crítica ni cuando 

,: se montan ni después de envejecer.
- , La figura 5 muestra un aparato alternativo

para producir electretos para el micrófono de electretó 
de la figura 1. Una película de Teflon 25 enrollada so- 
bre un rodillo 26 está dispuesta para ser arrastrada
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entre dos cilindros 27 y 28 que son calentados hasta una 
temperatura algo por debajo del punto de fusión de la 
película de Teflon 25 y a las superficies de envoltura 
de los cuales se les da una estructura en relieve que, 
de acuerdo con el ejemplo, se cuela a partir de un velo 
dé vidrio del tipo que se muestra en la figura 3. Esta 
estructura en relieve se graba en caliente sobre ambos 
lados de la película de Teflon 2$, que se dispone des­
pués para pasar por un dispositivo de polarización 29 

[y finalmente, como un electréto acabado, se enrrolla 
sobre ún segundo rodillo 30. El dispositivo de polari- 
záoióh 29 puede estar constituido simplemente por un 
peine de metal al que se alimenta un alto potencial eléc ,'¡ 
trico a fin de orear un efeoto de corona que inyecta 

' .' , ,'15 . M .'oargas en-la película de Teflon 25. V  ', '
' ' La presente solicitud, que corresponde a la ;

presentada en Suecia, el 15 de Agosto de 1974, bajo el %
 ̂ ndmero 7410408-4, se acoge a los beneficios del Articu " ¡ '

, ' - . - * - * ¡ '' .10 51 del.vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial..
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REIVINDICACIONES

Los puntos de invención propia y nueva, que 
se presentan para que sean objeto de esta solicitud de 
Patente de Invención'en España, por VEINTE años, son 

' - 5 los que se recogen en las reivindicaciones siguientes:
IB,- Procedimiento para la fabricación de un 

, ¡micrófono de electreto con un espacio de aire exactamen
: ;.; te determinado, que comprende una primera operación de

, ¡ / tratamiento en la que se' polariza una primera película
10 de plástico y se metaliza una segunda película de plás
¡ tico, y una segunda operación de tratamiento en la que

; se montan estas películas de plástico como un electro­
do móvil sobre un electrodo fijó, caracterizado porque 
antes de la terminación de dicho proceso de polarización 

15 ' se graba en caliente por ambos lados dicha primera pe- 
- ' lícula de plástico con un diseno de entretejido a par- .

' tir de un velo de vidrió.
2B.- El procedimiento segdn la reivindicación 

' IB, caracterizado porque dioho velo de vidrio se fija
20 sobre dos placas aisladoras que miran cada una hacia 

un lado respectivo de dicha primera pelfoula de plásti 
co.

16- 9-75 -  9 -
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3á.- El procedimiento según la reivindicación 
23, caracterizado porque dichas placas aisladoras con­
sisten en Kapton.

43.- Procedimiento para la fabricación de un 
micrófono de electreto con un espacio de aire exactamen 
te determinado.

Tal y como se ha descrito en la Memoria que 
antecede, representado en los dibujos que se acompasan 
y para los fines que se han especificado.

Esta Memoria consta de diez hojas escritas a'-i -
, máquina por una sola cara.

. - .i.
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